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(54) VerschleiBarme Schmitzringe

(57)  Die Erfindung betriff einen Schmitzring zum Ein-
satz auf/an Walzen in Druckmaschinen, bei dem die
Oberflache des Schmitzringes, insbesondere die als
Laufflache dienende Mantelflache mit einer Schutz-
schicht versehen ist. Die Erfindung betrifft weiterhin ein
Verfahren zur Verminderung des Verschleiles von
Schmitzringen, wobei ein Schmitzring, bevorzugt Paare

von Schmitzringen, die spater aufeinander abrollen, zu-
mindest auf der Abroll-/Mantelflache mit einer ver-
schleiflreduzierenden Schutzschicht versehen wird/wer-
den, insbesondere mit einer zumindest diamantahnli-
chen Schicht. Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren
zum Betrieb von Druckmaschinen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft Schmitzringe zum Einsatz
auf/an Walzen in Druckmaschinen, ein Verfahren zum
Betrieb einer Druckmaschine mit Schmitzringen sowie
ein Verfahren zur Verminderung des VerschleilRes von
Schmitzringen.

[0002] In konventionellen rotativ arbeitenden Druck-
maschinen werden zur Erhéhung der Druckqualitat und
der Konstanz der Druckes haufig sogenannte Schmitz-
ringe eingesetzt. Diese Schmitzringe dienen hierbei als
die eigentlichen Laufflachen und insbesondere als defi-
nierte Abstandshalter von benachbarten auf einander
abrollenden Druckwalzen zueinander, indem die
Schmitzringe einander benachbarter Druckwalzen auf-
einander abrollen.

[0003] Hierdurch werden die eigentlichen Druckwal-
zen weniger belastet, da die Anpresskrafte im Wesent-
lichen auf die Schmitzringe wirken. Um den hohen me-
chanischen Belastungen standzuhalten werden dabei fiir
die Schmitzringe hochfeste und harte Stahle verwendet
und die Oberfldchen der Schmitzringe insbesondere de-
ren Laufflachen teilweise zusétzlich gehartet.

[0004] Im Betrieb muss zusétzlich eine Schmierung
der Laufflachen erfolgen, da ansonsten aufgrund der
Rollreibung und der stets vorkommenden Verschmut-
zung aufgrund von Staub, Druckfarbe etc. ein unzulas-
siger Verschleild und eine nur geringe Lebensdauer der
Schmitzringe die Folge ware.

[0005] Es zeigt sich jedoch, dass auch mit speziellen
Schmiermitteln sich ein Verschlei® der Schmitzringe
nach kurzer Zeit einstellt, der sich z.B. in Abrieb, Riefen
und Rostabrieb zeigt, was zu verschlechterten Rolleigen-
schaften und damit auch zu einem verschlechterten
Druckbild fiihrt. Eine weitere Quelle fur den Verschleify
der Schmitzringe stellt die Elektrokorrosion dar, wobei
aufgrund von unterschiedlichen Materialien von auf ein-
ander abrollenden Schmitzringen ein elektrischer Strom
zwischen den Materialien in der Kontaktzone flief3t, wo-
durch beispielsweise ein sich in dieser Zone befindlicher
Farbspritzer oder eine &hnliche Verschmutzung elektro-
chemisch aufgespaltet werden kann.

[0006] Hierdurch kénnen reaktive Beiprodukte entste-
hen, welche wiederum das Material der Schmitzringe an-
greift und Uber einen gewissen Zeitraum schadigt. Es
sind daher spezielle Schmiermittel erforderlich, welche
eine hohe chemische Besténdigkeit und Reaktionstrag-
heit besitzen sowie elektrisch isolierend wirken, um die-
ser Gefahr wirkungsvoll entgegen zu wirken. Dariber
hinaus besteht zusétzlich die Gefahr einer Verschmut-
zung der Druckmaschine oder der Druckwalzen oder des
Bedruckstoffes durch die Schmiermittel, die zudem mit
Abrieb oder Rost beladen sind, oder durch den Abrieb
selbst. Daruber hinaus sind die Oberflachen konventio-
neller Schmitzringe gegen weitere chemische Einflisse
nicht inert, so dass diese beispielsweise durch den Ein-
fluss von Reinigungsmitteln oder Ozon, wie er von Trock-
nungseinrichtungen teilweise erzeugt wird, ebenfalls be-
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schadigt werden kénnen.

[0007] Aufgabe der Erfindungistes, einen Schmitzring
und Verfahren zur Reduzierung des Verschleiles von
Schmitzringen sowie ein Verfahren zum Betrieb von
Druckmaschinen bereit zu stellen, durch die es moglich
ist, die Lebensdauer der Schmitzringe zu erhéhen, deren
Rollreibung zueinander zu vermindern, so dass der Ein-
satz von Schmiermitteln verringert werden kann oder auf
ein zusatzliches Schmiermittel verzichtet werden kann
und die Schmitzringe gegen chemische Einflisse zu
schitzen. Weiterhin ist es Aufgabe, das Druckbild bei
Druckmaschinen Uber einen langen Zeitraum optimal zu
halten.

[0008] Gelost wird die Aufgabe dadurch, dass bei er-
findungsgemaRen Schmitzringen die Oberflache des
Schmitzringes, insbesondere die als Laufflache dienen-
de Mantelflache mit einer Schutzschicht, insbesondere
einer Hartschicht, versehen ist. Verfahrensgemaf wird
die Aufgabe dadurch gel6st, dass ein Schmitzring, be-
vorzugt Paare von Schmitzringen, die spater, insbeson-
dere im normalen Betrieb aufeinander abrollen, zumin-
dest auf der Abroll-/Mantelflache mit einer verschleil3re-
duzierenden Schutzschicht versehen wird/werden, ins-
besondere mit einer zumindest diamantahnlichen
Schicht.

[0009] Durch das Aufbringen einer separaten Schicht
auf einem Schmitzring besteht die Méglichkeit, diese se-
parate Schicht hinsichtlich ihrer Eigenschaften optimal
auszuwahlen und an die Anforderungen anzupassen. Im
Stand der Technik hingegen war es nur mdglich, das
Material des Schmitzringes selbst nachtraglich zu opti-
mieren, z.B. durch Hartungsprozesse. Dementspre-
chend war die Optimierung immer beschrankt auf die Ei-
genschaften, die mit dem Schmitzringmaterial selbst er-
zielbar waren.

[0010] GemaR der Erfindung kann bevorzugt ein Ma-
terial gewahlt werden, welches eine héhere Harte auf-
weist, als das ubrige Material des Schmitzringes, wo-
durch der Verschleil3 deutlich reduziert werden kann.
Auch kann es vorgesehen sein, ein Material zu wahlen,
welches chemischinert und/oder elektrischisolierend ist.
So kénnen lokale Zersetzungsprozesse, z.B. durch Kon-
taktpotentiale vermieden werden. Bevorzugt wird ein Ma-
terial gewahlt, welches alle Eigenschaften gleichzeitig
vereint, z.B. kann eine diamantahnliche Schicht oder so-
gar Diamant, insbesondere kinstlicher Industriediamant
verwendet werden, z.B. dadurch, dass ein solches Ma-
terial aufgewachsen wird auf die Laufflache eines
Schmitzringes.

[0011] Diamantahnliche Schichten haben eine Reihe
von herausragenden Eigenschaften. Trotz ihres graphi-
tahnlichen inneren Aufbaus besitzen sie diamantahnli-
che Eigenschaften z.B. dadurch, dass bei der Abschei-
dung der Schichten, welche beispielsweise mittels eines
CVD-Verfahrens (Chemical Vapor Deposition) erfolgt,
der am Prozess beteiligte Kohlenstoff auf der Oberflache
des zu beschichtenden Bauteils lokal zumindest teilwei-
se in einer Diamantstruktur abgeschieden wird.
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[0012] Die so entstehende Beschichtung umfasst da-
her zumindest in Teilbereichen polykristallinen und/oder
amorphen Diamant. Es entsteht weiterhin ein Ubergitter
welches Giber einen makroskopischen Bereich betrachtet
zumindest teilweise einen graphhitahnlichen Aufbau auf-
weist. Solche Schichten werden allgemein als diamant-
ahnliche Schichten bezeichnet; abgekirzt DLC (Diamant
Like Coating).

[0013] |hre mechanischen, chemischen, thermischen,
elektrischen und optischen Eigenschaften sind dabeiden
reinen Diamantschichten teilweise sehr &hnlich. DLC
Schichten weisen daher eine Mikroharte von etwa 1500
bis 3000 kp/mm?2 auf und sind damit wesentlich harter
als hochgehartete Stahle, haben zudem einen sehr ge-
ringen Reibungskoeffizienten von etwa 0,1 bezogen auf
Stahl beziehungsweise weniger als 0,02 bezogen auf ei-
ne andere DLC Schicht, und weisen je nach Ausfiihrung
der DLC Schicht Antihafteigenschaften auf, welche de-
nen von PTFE &hneln.

[0014] Darlber hinaus sind solche DLC Schichten
chemisch besténdig gegenuber einer Vielzahl von ag-
gressiven Medien wie Sauren, Laugen, Losungsmitteln
etc. und schiitzen so beispielsweise einen mit DLC iber-
zogenen Schmitzring wirkungsvoll gegen Korrosion.
[0015] Erfindungsgemal kann es daher in einer be-
vorzugten Ausflihrung vorgesehen sein, dass die
Schmitzringe mit einer DLC Schicht mit einer Dicke zwi-
schen 0,5p.m und 5p.m, bevorzugt mit einer Schichtdicke
zwischen 1pum und 3pum Uberzogen werden, insbeson-
dere da sich zeigt, dass DLC Schichten bei diesen
Schichtdicken zum einen bereits eine hohe Schutzwir-
kung besitzen und zum anderen noch flexibel genug sind
um den dynamischen Verformungen der Schmitzringe
zu folgen, wie sie beim Abrollen wahrend des Betriebes
des Druckwalzen entstehen.

[0016] In einer ersten Ausfihrung zur Reduzierung
des VerschleiRes von Schmitzringen kann es vorgese-
hen sein, dass die Schmitzringe in gewohnter Weise ge-
fertigt und auf den entsprechenden Walzen montiert wer-
den. Der Montage schlie3t sich gegebenenfalls noch ei-
ne Nachbearbeitung der gesamten Druckwalze an, wie
beispielsweise Auswuchten, Uberdrehen, Schleifen oder
Polieren, etc. Insbesondere ein Schleifen und / oder Po-
lieren der montierten Schmitzringe ist zweckmaRig, um
so optimale Rundlaufeigenschaften und Laufruhe der
entsprechenden Druckwalze zu gewahrleisten.

[0017] Die so fertig gestellte Druckwalze kann nun in
einem nachfolgenden Schritt gereinigt werden, insbe-
sondere kénnen die Mantelflachen der Schmitzringe ge-
reinigt werden, um eine bestmdgliche Haftung der in ei-
nem nachfolgenden Schritt aufgebrachten Schicht, ins-
besondere DLC Schicht, zu gewéhrleisten.

[0018] Der Reinigungsvorgang selbst kann in bekann-
ter Weise erfolgen z.B. mittels Lésungsmitteln, Trocken-
eis, Ultraschallbader oder Ahnlichem.

[0019] In einem nachfolgenden Schritt kdnnen auf der
Druckwalze Bereiche, welche nicht mit einer Schicht, ins-
besondere DLC Schicht versehen werden sollen, abge-
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deckt werden beispielsweise mittels eines Lackes, einer
entsprechend geformten Abdeckhaube oder mittels ei-
ner Metallfolie.

[0020] Das Aufbringen der Schicht, z.B. der DLC
Schicht insbesondere auf die Mantelflache der Schmitz-
ringe kann in einem nachgeschalteten Schritt beispiels-
weise mittels eines CVD Verfahrens in einem Vakuum
erfolgen.

[0021] Das CVD-Verfahren ist ein plasmaunterstiitz-
tes chemisches Abscheidungsverfahren aus der Gas-
phase, bei welchem die Schicht aus einem Edelgas-Me-
than-Plasma direkt auf die zu beschichtende Oberflache
abgeschieden wird. Die Arbeitstemperaturen kénnen
hierbei im Bereich von 100°C bis 800°C liegen, wobei fiir
die Beschichtung der Walzen bevorzugterweise ein nied-
riger Temperaturbereich im Bereich von 100°C bis 200°C
gewahlt wird, um eine thermische Beeinflussung der
Druckwalze zu minimieren. Die so mit einer Schicht, ins-
besondere DLC Schicht auf den Schmitzringen versehe-
nen Druckwalzen kénnen dann innerhalb eines Druck-
werkes ohne zusatzliche Schmierung verwendet wer-
den.

[0022] Da in erster Linie die Laufflachen der Schmitz-
ringe beschichtet werden sollen ist es in einer anderen
alternativen erfindungsgemafien Ausfiihrung vorgese-
hen, die Schmitzringe in einem ersten Schritt, z.B. mittels
Passstiften, in einer eindeutigen Lage an die Druckwal-
zen anzupassen und zu montieren.

[0023] In einem nachfolgen Schritt kdnnen die
Schmitzringe noch bearbeitet werden, z.B. (iberdreht
und / oder geschliffen und /oder poliert werden, um so
optimale Rundlaufeigenschaften der gesamten Druck-
walze zu erreichen. In einem nachfolgenden Schritt kén-
nen dann die Schmitzringe wieder von den Druckwalzen
entfernt werden, so dass sie separat fur die Beschichtung
vorbereitet werden kénnen, z.B. indem sie mit einer oder
mehreren der oben genannten Verfahren fir die nach-
folgende Beschichtung gereinigt werden.

[0024] Vorteilhaft hierbei ist, dass lediglich eine klei-
nere Vakuumkammer zur Beschichtung erforderlich ist,
diese mit mehreren Schmitzringkdrpern gleichzeitig be-
stlickt werden kann und damit die Beschichtung entspre-
chend preisglnstiger wird. Die so beschichteten
Schmitzringe werden anschlieRend wieder an die Druck-
walzen anihre zuvor bestimmte Position und inihre zuvor
bestimmte Lage montiert.

Patentanspriiche

1. Schmitzring zum Einsatz auf/an Walzen in Druck-
maschinen, wobei die als Laufflache dienende Man-
telflache mit einer Schutzschicht versehen ist, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schutzschichtals
chemisch inerte und elektrisch isolierende, diamant-
ahnliche Schicht ausgebildet ist.

2. Schmitzring nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
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zeichnet, dass die Schutzschicht eine hohere Harte
aufweist, als das ubrige Material des Schmitzrings.

Schmitzring nach einem der vorherigen Ansprtiche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schutzschicht
eine Dicke von 0,5 bis 5 Mikrometer, bevorzugt 1 bis
3 Mikrometer aufweist.

Schmitzring nach einem der vorherigen Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schutzschicht
derart ausgebildet ist, dass aufeinander abrollende
Schmitzringe mit derselben Beschichtung zueinan-
der einen Rollreibwiderstand im Bereich von 0,01
bis 0,05 aufweisen.

Schmitzring nach einem der vorherigen Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schutzschicht
eine Oberflachenspannung im Bereich von 14 mN/m
bis 24 mN/m aufweist.

Schmitzring nach einem der vorherigen Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass erim Betrieb beim
Abrollen auf einem anderen Schmitzring, insbeson-
dere mit derselben Beschichtung, ohne zusatzliche
Schmierung einsetzbar ist.

Verfahren zur Verminderung des Verschleil’es von
Schmitzringen, dadurch gekennzeichnet, dass
ein Schmitzring, bevorzugt Paare von Schmitzrin-
gen, die im Betrieb aufeinander abrollen, zumindest
auf der Abroll-/Mantelflache mit einer chemisch in-
erten, elektrisch isolierenden verschleilireduzieren-
den diamantahnlichen Schutzschicht versehen wird/
werden.

Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schmitzringe nach einer Monta-
ge auf/an den Druckwalzen beschichtet werden.

Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schmitzringe nach der Montage
und vor einer Beschichtung bearbeitet werden, ins-
besondere mittels Drehen, Schleifen, Polieren und/
oder Reinigen.

Verfahren nach einem der vorherigen Anspriiche 7
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass nicht zu be-
schichtende Bereiche der gesamten montierten An-
ordnung von Druckwalze und Schmitzringen abge-
deckt werden, insbesondere mit einem Schutzlack.

Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schmitzringe zunachst in Ihrer
spateren Arbeitsposition an der Druckwalze montiert
und bearbeitet werden, insbesondere mittels Dre-
hen, Schleifen, Polieren und/oder Reinigen, an-
schlieend die Schmitzringen wieder von den Druck-
walzen entfernt und beschichtet und nach der Be-
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12.

13.

14.

schichtung in lhre definierte Arbeitsposition zurtick-
montiert werden.

Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zur Erzielung einer definierten Ar-
beitsposition die Schmitzringe mittels Justagehilfs-
mitteln, insbesondere Passerstiften an den Druck-
walzen montiert werden.

Verfahren nach einem der vorherigen Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest die
Laufflaichen der Schmitzringe mittels eines CVD-
Prozesses im Vakuum beschichtet werden.

Verfahren nach einem der vorherigen Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schmitzringe
im Betrieb ohne ein zusatzliches Schmiermittel auf-
einander abrollen.
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